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Abstract — The procedure of estimation of uncertainty of 

measurements on the standard of units of the maximum values 
of intensity of electric and magnetic pulse fields is considered. 

1. Введение 
Международные стандарты по электромагнитной 

совместимости (ЭМС) устанавливают требования к 
техническим средствам по устойчивости к действию 
электромагнитных помех, имеющих импульсную при-
роду. Для метрологического обеспечения проведе-
ния таких испытаний в Украине создан эталон еди-
ниц максимальных значений напряженности им-
пульсного электрического и магнитного полей (эта-
лон РЭМП) [2]. При работе с эталонами междуна-
родное соглашение [3] регламентирует производить 
оценивание заявленной неопределенности измере-
ний. В докладе рассматривается процедура оцени-
вания неопределенности измерений на эталоне 
РЭМП, основанная на модельном подходе, изложен-
ном в [4, 5]. 

2. Основная часть 
 Исходными параметрами эталона являются: 
— максимальное значение напряженности элек-

трического (магнитного) поля; 
—значение длительности переднего фронта им-

пульса между уровнями 0,1…0,9 максимальной ам-
плитуды. 

Оценивание неопределенности перечисленных 
параметров осуществляется при десятикратном вос-
произведении импульса электрического поля. Обра-
ботка экспериментальных данных осуществляется 
графоаналитическим методом. 

Схема измерительной установки изображена на 
рис. 1. 

 
 

 
 
 

Рис. 1 — Схема измерительной установки 
 
Анализ схемы измерительной установки позво-

ляет записать модельное уравнение в следующем 
общем виде 

XkkY 21= ,                               (1) 
где Y  — максимальное значение напряженности 
электрического (магнитного) поля; 1k  — коэффици-
ент преобразования датчика напряженности элек-
трического поля с линией передачи; 2k  — коэффи-
циент калибровки соответствующей шкалы осцилло-
графа (в современных осциллографах этот коэффи-
циент учитывается автоматически, поэтому его сле-
дует исключить); X  — среднее арифметическое 

значение параметра X , который непосредственно 
измеряется, т.е. выходное напряжение датчика.  

Источниками неопределенности измерений на-
пряженности электрического поля являются: погреш-
ность коэффициента преобразования датчика на-
пряженности электрического поля; ослабление ам-
плитуды напряжения в линии передачи; погрешность 
калибровки шкалы вертикального отклонения осцил-
лографа; погрешность графоаналитического метода 
измерения амплитуды. 

Источниками неопределенности измерений дли-
тельности переднего и заднего фронтов импульса 
являются: искажение переднего фронта импульса 
датчиком напряженности электрического поля; иска-
жение фронта импульса линией передачи; погреш-
ность калибровки шкалы горизонтального отклоне-
ния осциллографа; погрешность графоаналитическо-
го метода измерения длительности фронта импуль-
са. 

На основании анализа уравнения (1) и перечис-
ленных выше источников неопределенности найдено 
выражение для суммарной стандартной и расширен-
ной неопределенности измерения параметров эта-
лона, бюджет неопределенности и проанализирова-
ны вклады неопределенности входных величин в 
неопределенность измеряемых параметров эталона. 

3. Заключение 
Проведенный анализ источников неопределенно-

сти измерений параметров эталона РЭМП позволил 
выявить доминирующие вклады неопределенности и 
предложить рекомендации по уменьшению суммар-
ной стандартной и расширенной неопределенности 
измерений на эталоне.  
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